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2023年６月２日 

各     位 

 

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀  賢 漢 

 （コード番号:6890東証スタンダード市場） 

問 合 わ せ 先 執行役員社長室長 佐  藤  昭  広 

 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ） 

             

入江工研株式会社との半導体製造装置用真空バルブ製品等に関する合弁会社設立のお知らせ 

 

株式会社フェローテックホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼グループCEO：賀 賢漢、

以下、当社）は、中国子会社の安徽富楽徳科技発展股份有限公司（本社：中国安徽省銅陵市、董事長：賀 賢漢、

以下、FTSVA）を通じて、入江工研株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：入江則裕、以下、IKC社）と

中国の半導体装置メーカー向けに真空バルブ製品等の製造・販売を行うための合弁会社を設立しましたのでお知

らせします。 

 

記 

１. 本合弁会社の概要 

（１） 会 社 名 安徽入江富楽徳精密機械有限公司 

（２） 所 在 地 中国安徽省銅陵市金橋経済開発区南海路18号 

（３） 設 立 日 2023年５月22日 

（４） 登 録 資 本 金 1,000万中国元（約2億円） 

（５） 出 資 比 率 IKC社 51.0%、FTSVA 49.0% 

（６） 役 員 董事長 入江則裕 

（７） 事 業 内 容 各種ベローズ，フレキシブルチューブ，アングルバルブシリーズ、導

入機、配管継手、ゲートバルブ、スロー排気バルブ、の製造、販売、

研究開発、アフターサービスおよびコンサルティングサービスの提供

及び卸売・輸出入業務 

（８） 決 算 月 12月 

 

２. IKC社の概要                               

（１） 会 社 名 入江工研株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル813 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 入江則裕 

（４） 事 業 内 容 金属ベローズや真空バルブ、真空配管、チャンバー、真空導入機、そ

の他真空機器の製造・販売 

（５） 資 本 金 150百万円 

（６） 設 立 年 月 日 1966年５月24日 

（７） 大株主及び持ち分比率 入江則裕 67.0% 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 関 係 

資 本 関 係 該当ありません。 

人 的 関 係 該当ありません。 

取 引 関 係 該当ありません。 
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３．FTSVA社の概要                               

（１） 会 社 名 安徽富楽徳科技発展股份有限公司 

（２） 所 在 地 中国安徽省銅陵市金橋経済開発区南海路18号 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長 賀 賢漢 

（４） 事 業 内 容 半導体・FPD 向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス 

（５） 資 本 金 338,390 千中国元(約67億円) 

（６） 設 立 年 月 日 2017年12月26日 

（７） 大株主及び持ち分比率 上海申和投資有限公司（当社連結子会社） 50.24% 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 関 係 

資 本 関 係 
当社100%出資子会社である上海申和投資有限

公司が50.24%出資する孫会社となります。 

人 的 関 係 
当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を

兼任 

取 引 関 係 該当事項はありません 

 

４. 本合弁事業の目的と狙い 

IKC社が有する高度な半導体製造装置用の金属ベローズや真空バルブの開発・製造技術と当社の中国子会社が

有する最新の金属加工設備や中国大手半導体製造装置メーカー等の顧客基盤のリソースを組み合わせることで、

中国の半導体製造装置の真空機器関連市場における当社グループの市場シェアとブランド力の向上を図って行

きながら、当社の半導体等装置関連事業の更なる強化に繋げてまいります。 

 

５. 今後の見通し 

本件による当社の今期の業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には

速やかにお知らせします。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜語句説明＞ 

金属ベロース： 金属で製作した筒状のものにひだを設け、伸縮性・気密性・バネ性を持たせた金属伸縮管。 

真空バルブ ： 真空と真空、真空と大気を隔離するためのもので、ディスプレイや半導体基板を作製するうえでの

各種工程を隔離するために使用されるほか、真空チャンバーと真空ポンプの間に配置して真空チャ

ンバーの圧力を調整するためにも使われるものです。 
 


